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Mikrodefekte in funktionalen optischen und optoelektronischen Beschichtungen 
führen zu optischen Verlusten, reduzieren Filterfunktionen und die Laser-
zerstörfestigkeit von Optiken. Ziel ist die verbesserte Beherrschung der Defekt-
bildung in Beschichtungsprozessketten für optische Anwendungen durch das 
vertiefte Verständnis von Entstehungsmechanismen, Eigenschaften und Wirk-
mechanismen der Defekte. Hierzu werden Partikelbildung und -bewegung 
simuliert und messtechnisch erfasst. Eine strategische Optimierung von Prozess-
parametern und Quellendesigns soll zu reduzierten Partikelbelastungen führen. 

IGF-Projekt 18590 N:

01/11/2019


